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We describe a digital phase-measurement interferometer using a tunable SHG blue laser at 
410nm. This system enables us to test high NA lenses used in high-density optical storage 
devices. Excellent features such as wavelength tunability, narrow spectral linewidth, and 
wavelength stability, make the SHG laser very suitable as a light source for a phase-shifting 
interferometer working at blue-violet wavelength region. We investigated the tuning 
characteristics of the SHG laser as a function of DBR-section current and found that the 
wavelength-changing ratio was 0.0017nm/mA. An unbalanced Twyman-Green interferometer 
with the SHG laser was composed to measure the transmitted wavefront of an optical pickup 












録容量は 2(NA / )λ に比例する。窒化ガリウム(GaN) 
系半導体を用いた青紫色半導体レーザの開発によ



















































































注入電流を 60mA、位相領域の電流を 17.1mA に固





呼ばれる。一方、DBR 電流が 52mA から 63mA ま
での領域では、発振波長がほぼ線形的に変化し、














図２ SHG 青紫色レーザの発振波長の DBR 電流依存性
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と表すことができる。ここで、a(x,y) と b(x,y) は
それぞれ干渉縞パターンのバイアスと振幅で、
W(x,y)は被検の位相分布である。もし SHG レーザ
の DBR 電流を dI∆ だけ変えると、レーザの発振波
長は dIλ α∆ = ∆ だけ変化する。ただしα は発振波長
の変化率である。発振波長が λ から λ λ+ ∆ に変わっ
たとき、干渉縞の強度分布は
{ }( , ; ) ( , ) ( , )cos ( , )dI x y I a x y b x y x yϕ δ= + − ,    (2) 
となる。ただし、 { }( , ) (2 / ) 2 ( , )x y W x y Lϕ π λ= + は被
検の位相分布で、δ はレーザの波長偏移による位相
シフトである。位相シフトと DBR 電流の変化量 dI∆
とは
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j jπδ = −   (4) 
のように与えたとき、被検面上の各点における被検
の位相 ( , )x yϕ は
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数は 0.85 で、レンズの直径は３mm である。参照






640 480 8 bit× × − のディジタル信号に変換し、計
算機により、被検の位相分布を算出する。トワイマ
















に必要な DBR 電流の変化は 3.2mA と得られる。実
験では、干渉縞の取り込みと位相計算には
Intelliwave (Engineering Synthesis Design Inc.)を使用
した。 
レンズの波面収差計測の実験において、SHG レー
ザの DBR 電流を 65mA から 0.8mA ずつ変え、干渉
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